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НОВЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ЦВЕТОВОГО
ФАЗОВОГО КОНТРАСТА

В реферируемой работе *) описывается простой и удобный метод
(получения переменного цветового фазового контраста. Фазовая пластинка
выполняется в виде металлизированного зеркала из чёрного стекла,
в центре которого, как обычно, оставлена узкая неметаллизированная
<полоса. Зеркало наклонено под углом Брюстера. Освещение производится
•через поляризатор Ρ (рис 1).

Прямые лучи попадают на неметаллйзированную полоску зеркала, а диф-
•фрагированные — на металлическое зеркало. Если после фазового зеркала
^установить анализатор, то, меняя углы поворота поляризатора и анализа-
тора, можно получить переменный как положительный, так и отрицатель-
ный фазовый контраст. Поместим теперь между поляризатором и фазовым •
зеркалом кварцевую пластинку Q, вырезанную перпендикулярно к оптиче-
ской оси, и повернём поляризатор так, чтобы плоскость поляризации света
составляла с плоскостью падения лучей угол 45°. Соответствующая диа-
грамма представлена на рис. 2. Направление Ох перпендикулярно к пло-
скости падения, а направление Оу параллельно этой плоскости. На пла-
стинку Q падают прямой ( 0 А ) и дйффрагированный (OD2) лучи
с .колебаниями в , направлении ОР.•• Если толщина пластинки Q равна
"1,88 мм, то плоскость поляризации жёлтого света (X. = 0,555 μ) она пово-
рачивает на угол 45° и на фазовое зеркало упадут прямой "(ОЛ) и дйф-
фрагированный (О/2) лучи с колебаниями в направлении OJ. Луч OJ\ при
"отражении от стекла (угол Брюстера!) полностью гасится, а луч О/ 2 .
отражающийся от металла, сохраняется (тёмное поле!). Для лучей с иной
'длиной волны вращение плоскости поляризации пластинкой Q будет про-
изведено на другой угол: • ' ' . ' .
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f Соответствующие диаграммы представлены на рис. 2. Прямой луч при
отражении от стеклянного, зеркала даёт только компоненту в направлении
оси OxipR^, ΟΒ',Ον' соответственно). Диффрагированные лучи, отра-
жаясь ют металлического зеркала', приобретут эллиптическую поляризацию,
дричёк степень эллиптичности будет зависеть От направления поляризации
падающего луча. Помещая после фазового зеркала анализатор, пропускаю-
щий колебания в направлении Αι (рис. 2), -получим для лучей различного

*) М. F r a n ς on, Rev. dOpfique 32, № 10, 557 (1953).
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цвета различный фазовый контраст. (Для части цветов он будет положи*·
Тельным, для другой части цветов — отрицательным.) Поворот анализатор^
в положение А2 поведёт к обращению фазового контраста. Таким образом^
варьируя углы поворота поляризатора и анализатора,. легко изменять

Рис. 1. Рис. 2.

получающийся цветовой фазовый контраст.1 Отметим, что переменными
здесь являются не только фазовые сдвиги между прямым и диффрагиро-,
ванным лучами, но и относительная интенсивность этих лучей. Это'
создаёт широкие возможности для изменения условий наблюдения объекта
а тем самым и для подбора оптимальных условий его видимости.

Г. Розенберъ

ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ЛИНИЙ РАВНОЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ В ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ КАРТИНЕ *)

Точность, достижимая при измерениях интерференционными методами
определяется в основном возможностями определения положения и,формы
интерференционных полос. При обычных визуальных и фотографических
методах наблюдения положение интерференционной полосы определяется
с погрешностью порядка 0,1 ширины полосы. Для увеличения точности
измерений можно итти далее двумя путями. Первый путь состоит в суже-,
нии полос относительно расстояния между ними. Это" достигается в много-
лучевых интерференционных устройствах и позволяет при благоприятных
условиях получать увеличение точности на 2 — 3 порядка. Однако в ряде'
измерительных задач, скажем при интерференционном измерении углов,
многолучевые интерферометры неприменимы. Тогда приходится становиться,
на другой путь — изыскание методов более точной локации широких двух-!
лучевых полос. Известный успех в этом направлении может быть' достигнут'
применением фотоэлектрических методов регистрации. Однако по ряду при-1

чин, на которых мы не станем здесь останавливаться, непосредственное
использование фотоэлектрических приёмников, не привело пока к.значи-'

*) Е. L a u , J. R i e n i t z , C.R.oose,,Ferngetatefechnik 2 r № 3 , 101(1953).


